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A hallgatok megismertetése a mikroelektronikai ékroelektromechanikai eszkozokukbdésével
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Tematika: Kristalytani és fizikai alapok. Bipolaris, unipoigirés fotoelektromos félvezZeteszkdzok
Mikroelektromechanikai érzékik, beavatkozok, mikrofluidika. Kristaly- és rétegmedztési eljardso
adalékolas, oxidaciod, rétegeltavolitdiveletek, mintazat és abrakialakitas.

)

Témakorok (eléadas): Hét | Oraszam
1. Bevezetés. Kristalytani alapfogalmak. 1. 3
2. Mikroelektronika: fizikai alapok I. 2. 3
3. Mikroelektronika: fizikai alapok II. 3. 3
4. Mikroelektronika: bipolaris eszkdzok 4, 3
5. Mikroelektronika: unipoléaris eskdzok 5. 3
6. Mikroelektronika: fotoelektromos eszk6z6k 6. 3
7. Mikroelektromechanikai rendszerek: érzékel 7. 3
8. Mikroelektromechanikai rendszerek: beavatkozok. 8. 3
9. Mikroelektromechanikai rendszerek: mikrofluidika 9. 3
10. Mikrotechnoldgia: kristalynovesztési eljarasok. 10. 3
11 Mikrotechnoldgia: rétegndvesztési eljarasok 11. 3
12 Mikrotechnoldgia: adalékolas és oxidacio. 12. 3
13 Mikrotechnoldgia: rétegeltavolitoiiveletek. 13. 3
14. Mikrotechnoldgia: mintazat és abrakialakitas. 14. 3
Témakorok (laborgyakorlat):
1. Bevezai ismeretek. 2 4
2. Optikai félvezet eszk6zok . 4. 4
3. Optikai félvezet eszk6zok 1. 6. 4
4. Homérseékletérzéeksk. 8. 4
5. MEMS nyomasérzéksi. 10. 4
6. Hall mérések. 12. 4
7. Beszamoltatés, potlas. 14. 4

Félévkozi kbvetelmények
A tantervben dlirt eldadasok és laborgyakorlatok latogatasa koteldzvizsgara bocséatas feltétele
két zarthelyi dolgozat megirasa és a laborgyalakldtladatainak hianytalan elvégzése lega
elégséges (2) szinten.

> a
abb

A potlas médja: A zéarthelyik és a laborgyakorlatok kiloréjgbntban zarthelyinként és
laborgyakorlatonként egy-egy alkalommal potolhaid@zorgalmi idszakban. A vizsgaiiszakbeli
potlas az Obudai Egyetem tanulmanyi szabalyzatinsfegy pétlasi lehéség a vizsgaitkzak el§

két hetében).




A vizsga médja:
A vizsga sz0beli, az elégséges osztalyzathoz lb@@%-os szintet kell elérni.
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Egyéb segédletek:
A targy tanulasdhoz felhasznalhatéak adaéfsok vetitett anyagai is, melyek megtalalhatol
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egyetemi honlapokon.




